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Urzadzenie do pomiaru grubosci warstwy powierzchniowej
o wlasno§ciach magnetycznych innych niz wlasnosci podloza
ferromagnetycznego
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Przedmiotem wynalazku jest uljzadzenie do po-
miaru grubo$ci warstwy powierzchniowej na pod-
tozu ferromagnetycznym, ktéra to warstwa ma
strukture ré6zng od struktury tego podloza. Za-
gadnienie oznaczania grubofci tych warstw posia-
da duze znaczenie techniczne. Badane moga byé
zaré6wno powloki ochronne na elementach wyko-
nanych z metali i ich stopéw, a wiec lakiery,
emalie, powloki galwaniczne, warstwy. nakladane
droga metalizacji natryskowej, metoda wylewania
itd., jak tez warstwy ktérych struktura zmienia
sie w zalezno§ci od rodzaju stosowanej obrébki
cieplnej na przyklad hartowania powierzchniowe-
go lub cementacji.

Stosowane obecnie sposoby pomiaru gruboSci
powlok wzglednie warstw ochronnych opieraja
sie na pomiarze oporu elektrycznego w przypadku
metali para- i diamagnetycznych. lub tez na po-
miarze sit dzialajacych na odpowiednio uksztal-
towane magnesy trwate wzglednie elektromagne-
sy w przypadku materialow ferromagnetycznych.

Skonstruowane na tych zasadach przyrzady,
wzglednie inne znane przyrzady jak na przyktad
warstwomierz ,,Elkon;eter.” z ruchomym rdzeniem
lub warstwomierz ,Leptoskop” dzialajacy na za-
sadzie sprzezenia magnetycznego wzglednie wars-
twomierz Forstera ,,Jzometr” dzialajacy na zasa-
dzie pomiaréw pragdéw wirowych, znajduja zasto-
sowanie do mierzenia warstw diamagnetycznych
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naniesionych na podloze magnetyczne. Pomiar ten
moze byé wykonany tylko jako pomiar punktowy,
wykonanie badan przy zmianie potoZenia czujnika
w spos6b. ciggly, napotyka na bardzo duze trud-
noSci.

Stosowane obecnie i opisane powyzej przyrzady
nie sg przydatne do pomiaru warstw metalicznych
réznigcych sie jedynie strukturg od materialu, na
ktéry sa naniesione. Zwlaszcza gdy roéznica ta
wystepowalaby na drodze obrébki cieplnej lub
cieplno—chemicznej.

Urzadzenie wedlug wynalazku w odro6znieniu od
stosowanych obecnie umozliwia pomiar warstw
réoznigcych gie od podioza materialu tylko struk-
tura.

Przedmiot wynalazku w postaci schematu urza-
dzenia uwidoczniony jest na rysunku.

WiaSciwymi elementami pomiarowymi urzadze-
nia sa czujniki indukcyjne: czujnik kompensa-
cyjny 1 oraz wla$ciwy czujnik pomiarowy 2. Kazdy
z czujnikéw sktada sie z digvéch rdzeni 3 i 4w .
czujniku pomiarowym, oraz 3 i 4 w czujniku
kompensacyjnym, wykonanych z materialu ferro-
magnetycznego, oddzielonych od siebie belky- 5
oraz 5 sporzadzong z materialu nie posiadajacego
wlasno$ci ferromagnetycznych. Na rdzeniu 3 i 3
kazdego z dwoéch czujniké6w 1 i 2 umieszczone s§
uzwojenia magnesujace, zasilane réwnolegle z sie-
ci pragdu zmiennego, ewentualnie w celu uzyskania
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optymalnych warunkéw pomiaru za poérednic-
twem autotransformatora 6.

Napiecie pradu zasilajacego wplywa jedynie na
wielko§é mierzonego efektu, nie ma jednak wplywu
na zdolno§é przyrzadu do reagowania na zmiany
mierzonych parametréw. Na rdzeniu 4 i 4 obyd-
woch czujnik6w umieszczone jest uzwojenie po-
miarowe, w ktéorym indukuje sie SEM pochodzaca
od zmiennego pola magnetycznego w rdzeniu 3 i 3
przechodzacego do rdzeni 4 i 4 poprzez material
badany lub material stanowiacy baze poréwnaw-
czg. Uzwojenia rdzeni 4 i 4 (uzwojenie odbiorcze)
sg polgczone przeciwsobnie, co zabezpiecza przed
otrzymaniem napiecia na wyjsSciu, w wypadku gdy
generowane w nich SEM sg réwne. W przypadku
umieszczenia czujnika 2 na elemencie posiadaja-
cym na powierzchni warstwe o innych wtasno-

§ciach magnetycznych niz reszta materiatu, réw-

nowaga napieé na uzwojeniach pomiarowych zo-
staje zachwiana i na wyj$ciu pojawia sie zmienne
napiecie zalezne od grubo$ci warstwy badanej.

Wskaznikiem tego napiecia moze byé oscylograf
wzglednie miliwoltomierz. Po przylozeniu na ptytki
poziomo odchylajace napiecia z generatora pod-
stawy czasu o czestotliwo§ci wyzszej niz 1000 H,,
a na plytki pionowo—odchylajace wypadkowego
napiecia zalgczonych przeciwsobnie uzwojen po-
miarowych, na ekranie oscylografu pojawi sie¢ pas
poziomy, tym szerszy im grubsza jest warstwa
materialu 0 odmiennych wtasnoSciach magnetycz-
nych. Napiecie na plytki pionowo—odchylajace
musi byé podane poprzez odpowiedni filtr sktada-
jacy sie z kondensatora 7 i oporno$ci indukcyjnej 8.

Czujnik o odpowiednio uksztattowanych koncéw-

kach umozliwia dowolne operowanie nimi na po-
wierzchniach réznego ksztaltu, a przez zastosowa-
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nie odpowiednio gietkich kabli polgczeniowych
uzyskuje sie pelng swobode manewrowania.

Celem wyelimino®%ania bezpoSredniego sprzeze-
nia elektromagnetycznego uzwojen magnesujgcego
i pomiarowego umieszczone sg na obydwu uzwoje-
niach, ekrany z blachy ferromagnetycznej. Zmien-
ny rozstaw rdzeni-w obydwu czujnikach umozliwia
ich dostosowanie do pomiaru grubo$ci warstw
zmieniajgcych sie w szerokich granicach. Czujniki
odznaczajg sie duzg odporno$ciag mechaniczng i na-
dajg sie doskonale do zastosowania w praktyce
przemystowej na przyklad do pomiaru grubosci
warstwy zahartowanej, przy hartowaniu powierzch-
niowym. Eatwos§¢é obslugi urzadzenia i powtarzal-
no$¢ otrzymywanych wynikéw oraz Kkroétki czas
trwania pomiaru stanowig dodatkowe zalety.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do pomiaru grubo$ci warstwy po-
wierzchniowej o wlasno§ciach magnetycznych
innych niz wtasno$ci podloza ferromagnetyczne-
go, przy uzyciu czujnikéw z uzwojeniem pomia-
rowym i magnesujgcym znamienne tym, Ze po-
siada oddzielne czujniki: kompensacyjny (1)

. i pomiarowy (2), ktérych uzwojenia pomiarowe
sg polaczone przeciwsobnie, przy czym sprzeze-
nie magnetyczne rdzeni (3 i 4) lub (3’ i 4) uzy-
skuje sie odpowiednio przez materiat badany lub
material bez warstwy powierzchniowej.

2. Urzgdzenie wediug zastrz. 1 znamienne tym, zZe
wyposazone jest w dodatkowa regulacje sprze-
zenia elektromagnetycznego rdzeni (3) i (4) czuj-
nika pomiarowego (2) oraz rdzeni (3’) i (4’) czuj-
nika kompensacyjnego (1) polegajaca na zmia-
nie odleglo§ci miedzy rdzeniami czujnika, co
umozliwia zwiekszenie zakresu i czulo§ci po-
miaru.
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